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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和3年2月12日(2021.2.12)

【公開番号】特開2020-203487(P2020-203487A)
【公開日】令和2年12月24日(2020.12.24)
【年通号数】公開・登録公報2020-052
【出願番号】特願2020-138300(P2020-138300)
【国際特許分類】
   Ｂ２９Ｃ  64/153    (2017.01)
   Ｂ２９Ｃ  64/386    (2017.01)
   Ｂ３３Ｙ  10/00     (2015.01)
   Ｂ３３Ｙ  30/00     (2015.01)
   Ｂ３３Ｙ  50/00     (2015.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/105    (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２９Ｃ   64/153    　　　　
   Ｂ２９Ｃ   64/386    　　　　
   Ｂ３３Ｙ   10/00     　　　　
   Ｂ３３Ｙ   30/00     　　　　
   Ｂ３３Ｙ   50/00     　　　　
   Ｂ２２Ｆ    3/105    　　　　
   Ｂ２２Ｆ    3/16     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月24日(2020.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー源により硬化することができる造形材料（３）の層を連続して層ごとに選択
照射して硬化させる三次元物体（２）の付加製造装置（１）であって、当該付加製造装置
（１）は測定ビーム（７）を生成するように構成される測定ビーム源（４，１７）を備え
、プロセスチャンバー内で前記測定ビーム（７）を造形面（６）に案内するように構成さ
れるビーム案内ユニット（２０）が設けられ、判断装置（８）が干渉に基づいて前記三次
元物体（２）および／または造形材料層（９）についての少なくとも１つのパラメータを
判断するように構成される付加製造装置（１）において、前記造形材料層（９）を選択的
に照射するために、前記造形材料層（９）上に案内されるエネルギービーム（５）に関連
して、前記造形面（６）を横断して測定要素（１２）を移動させるように構成される少な
くとも１つの移動ユニット（２８）を備え、当該移動ユニット（２８）は前記造形面（６
）内において無限ループで前記測定ビームを案内するように構成されることを特徴とする
三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項２】
　　前記測定ビーム（７）を、基準要素（１１）と前記測定要素（１２）とに分けるよう
に構成されるビームスプリッタ（１０）を備え、当該ビームスプリッタ（１０）はさらに
、前記基準要素（１１）を参照ミラー（１３）に案内し、前記測定要素（１２）を前記造
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形面（６）に案内するように構成され、前記ビームスプリッタ（１０）はさらに、前記参
照ミラー（１３）で反射した前記基準要素（１１）と、前記造形面（６）で反射した前記
測定要素（１２）とを合成して、その合成要素（１５）を、干渉パターンを生成する検出
器ユニット（１４）に向けて案内するように構成され、
　前記判断装置（８）は、前記干渉パターンに基づいて前記三次元物体（２）および／ま
たは造形材料層（９）についての高さ情報を判断するように構成されることを特徴とする
請求項１に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項３】
　　前記ビーム案内ユニット（２０）が、前記測定ビーム（７）と、前記造形材料（３）
に照射するために生成されるエネルギービーム（５）とを、一列になって、および／また
は、焦点を共有して案内するように構成されることを特徴とする請求項１または２に記載
の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項４】
　　前記少なくとも１つの移動ユニット（２８）が搖動ユニットであり、前記移動ユニッ
ト（２８）が、前記造形材料層（９）を選択的に照射するために、前記造形材料層（９）
上に案内されるエネルギービーム（５）に関連して、前記造形面（６）を横断して測定要
素（１２）を移動させるように構成されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項５】
　　前記造形材料の塗布、および／または、エネルギービーム行路（２３）に先行する造
形面（６）の高さ情報を判断するために、前記移動ユニット（２８）が、前記測定要素（
１２）を、前記エネルギービーム行路（２３）に先行する、前記造形面（６）内の少なく
とも１つの先行領域（２５）に案内するように構成されることを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項６】
　　前記造形材料（３）の少なくとも１つの照射されたエリアの圧密挙動、および／また
は、エネルギービーム行路（２３）の後に続く前記造形面（６）の高さ情報を判断するた
めに、前記移動ユニット（２８）が、前記測定要素（１２）を、前記エネルギービーム行
路（２３）の跡に続く、前記造形面（６）の少なくとも１つの後続領域（２７）に案内す
るように構成されることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の三次元物体（
２）の付加製造装置（１）。
【請求項７】
　　前記造形材料（３）の溶融挙動、および／または、溶融たまり（１６）における前記
造形面（６）の高さ情報を判断するために、前記移動ユニット（２８）が、前記測定要素
（１２）を、前記エネルギービーム（５）の実際の位置に一致する、前記造形面（６）の
少なくとも１つの一致領域（２６）に案内するように構成されることを特徴とする請求項
１～６のいずれか１項に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項８】
　　前記移動ユニット（２８）が、前記測定ビーム（７）を、ループ（２２）であって、
八の字形状のループに案内するように構成されることを特徴とする請求項１～７のいずれ
か１項に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項９】
　　前記判断装置（８）が、検出器ユニット（１４）上の干渉パターンの変化に基づき、
すなわち干渉縞および周期的な交差を数えて、前記造形面（６）の対応する部分の高さ情
報を生成するように構成されることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の三
次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項１０】
　　前記測定ビーム源（４，１７）が、前記エネルギービーム（５）とは異なる可干渉性
の測定ビーム（７）、および／または、非干渉性の測定ビーム（７）を生成するように構
成されることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の三次元物体（２）の付加
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製造装置（１）。
【請求項１１】
　　前記移動ユニット（２８）が、少なくとも２つのビーム移動素子を備え、少なくとも
１つの前記ビーム移動素子が、前記測定要素（１２）を、前記造形面（６）内の少なくと
も１つの方向に移動させるように構成されることを特徴とする請求項１～１０のいずれか
１項に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項１２】
　　前記測定ビーム源（４，１７）が、少なくとも２つの測定ビーム（７）を生成するよ
うに構成され、前記少なくとも２つの測定ビーム（７）が、異なる測定ビーム源（１７）
を用いて、別々にまたは同調して案内されることを特徴とする請求項１～１１のいずれか
１項に記載の三次元物体（２）の付加製造装置（１）。
【請求項１３】
　　請求項１～１２のいずれか１項に記載の、エネルギービーム（５）により硬化させる
ことができる造形材料（３）の層を連続して層ごとに選択照射して硬化させる三次元物体
（２）の付加製造装置（１）、のための判断装置（８）であって、前記付加製造装置（１
）が、当該付加製造装置（１）のプロセスチャンバー内部での少なくとも１つの照射パラ
メータを判断するための前記判断装置（８）と、測定ビーム（７）を生成するように構成
される測定ビーム源（４，１７）とを備え、前記測定ビーム（７）を前記プロセスチャン
バー内の造形面（６）に案内するように構成されるビーム案内ユニット（２０）が設けら
れ、前記判断装置（８）は、干渉パターンに基づいて、前記三次元物体（２）および／ま
たは造形材料層（９）について高さ情報を判断するように構成される判断装置（８）にお
いて、前記造形材料層（９）を選択的に照射するために、前記造形材料層（９）上に案内
されるエネルギービーム（５）に関連して、前記造形面（６）を横断して測定要素（１２
）を移動させるように構成される少なくとも１つの移動ユニット（２８）を備え、当該移
動ユニット（２８）は前記造形面（６）内において無限移動パターンで前記測定ビームを
案内するように構成されることを特徴とする判断装置（８）。
【請求項１４】
　　請求項１～１２のいずれか１項に記載の、エネルギービーム（５）により硬化させる
ことができる造形材料（３）の層を連続して層ごとに選択照射して硬化させる三次元物体
（２）の付加製造装置（１）、の操作方法であって、前記付加製造装置（１）のプロセス
チャンバー内部で少なくとも１つの照射パラメータを判断するための判断装置（８）が設
けられ、測定ビーム（７）が測定ビーム源（４，１７）を用いて生成され、前記測定ビー
ム（７）がプロセスチャンバー内の造形面（６）に案内され、前記三次元物体（２）およ
び／または造形材料層（９）についての少なくとも１つのパラメータが干渉に基づいて判
断される付加製造装置（１）の操作方法において、前記測定ビーム（７）が、前記造形面
（６）内において無限移動パターンで案内されることを特徴とする付加製造装置（１）の
操作方法。


	header
	written-amendment

